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RESUMO

O presente invento refere-se a uma cabega magnética de lei
tura/escrita (10) de pelicula delgada que compreende um substra
to (12), um nicleo magnético de pelicula delgada (14) suportado
pelo substrato que inciui um entreferro de leitura/escrita
(24) para ler e escrever informagio, uma camada separadora (36)
para separar o substrato (12) e o nucleo magnético (14), e uma
bobina (32, 34) que estd no interior do nicleo magnético e se
prolonga através deste. Um perno electricamente condutor (40)
liga electricamente o substrato (12) ao nicleo magnético (14).
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YENORIA DESCRITIVA

O presente invento refere-se a categas de leitura/escrita
de pelicula magnética delgada e a processos para a sua forma-

gao.

A medida que a utilizacgzio de computadores tem aumentado,
a procura de meios de armazenamento com grande densidade tem
aumentado também. Desta maneira, desenvolveram-se cabegas re-
gistadoras magnéticas para satisfazerem a procura de maior den
sidade de armazenamento. Um processo para aumentar as densida-
des de resisto magnético consiste em utilizar cabegas magnéti-
cas de leitura/escrita que tém um campo de franja muito inten-
so e muito concentrado. O campo de franja é o campo magnético
que se prolonga ou faz "franjas" para além de um entreferro
formado entre dois polos da cabega magnética. Zste campo de fran
ja aperfeigoado foi obtido fazendo diminuir a dimensfio da cabe
¢ca magnética de leitura/escrita, e, em particular, o entreferro

entre os dois polos magnéticos.

As dimenstes das cabecas magnéticas t&m diminuido sem in-
terrupgbes, com a aplicagsio de novas tecnologias para se obte-
rem dimensbes impressionantemente menores. Um processo de fa-
brico de cabegas magnéticas de gravagiio muitissimo pequenas con
siste em aplicar tecnologia de pelicula delgada. Aplicando es
te processo de fabricagZo, produz-se uma cabeca magnética de
fravagdo, de maneira muito semelhante ao processo de fabricacgzo
de circuitos integrados semicondutores. Através de uma série
de passos que incluem a ocultaczo e o depdsito selectivo de
materiais sotre uma pastilha, podem ser fairicedas catecas mag-

néticas de leitura/escrita de pelicula delgada microscépicus.

No entanto, essas peguenas cabegas magnéticas de pelicula
delgada apresentam um certo numero de protlemas. As cakecas tém
um alto grau de sensibilidade a sinais de ruido. Por outro la-
do, a capacitancia parasita devida a Separagao entre a cabecga
magnética de pelicula delgada e os materiais circundantes tende
para limitar o rendimento dos dispositivos de armazenamento

magnéticos que utilizam cabegas de pelicula delgada. Em parti
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cular durante uma operagdo de leitura, o rendimento proporciona
do por uma cabeca magnética de pelicula delgada pode ser melho-
rado por meio da eliminag3o da capacitancia parasita e da dimi-
nuigso da sensibilidade da catega a sinais de ruido provenien-

tes do ambiente circundante,

De acordo com um aspecto do presente invento, proporciona-
-se uma cabecga magnética de leitura/escrita de pelicula delgada
que compreende: um substrato; um nucleo de pelicula magnética
delgada suportado pelo substrato, que inclui um entreferro de
leitura/escrita para ler e escrever informacgZ3o; meios separado-
res para separarem o substrato e o nucleo magnético; e uma bo-
bina que esta no interior do nucleo magnético e se prolonga a-
través dos mesmos; caracterizada por compreender meios de liga-
gdo para ligarem electricamente o substrato com o nucleo magné-

tico.

Os meios separadores na forma de realizagsio preferida com-
preendem uma camada separadora intercalada entre o substrato e

o0 nucleo magnético,

Os meios de ligagZo podem compreender um perno electrica-
mente condutor, por exemplo de cobre.

Preferivelmente o substrato, o nicleo magnético e os meios
de ligagiio tém maior condutividade eléctrica que a camada sepa-

radora.

Na forma de realizagZo representada, o nicleo magnético
compreende uma primeira camada magnetica depositada sobre a
camada separadora, € uma segunda camada magrnética, tendo as
pricmeira e segunda camadas magnéticas uma primeira regido na
qual as primeira e segunda camadas magnéticas estzio ligadas
electricamente a uma via, uma segunda regizo na qual as primei
ra e segunda camadas magnéticas sZo separadas e na qual a bo-
bina esta colocada, e uma terceira regifo na qual as primei-
ra e segunda camadas magnéticas s3o separadas e formam o entre
ferro. A segunda regiZso pode ser preenchida com meios isola

dores, para isolarem electricamente a primeira camada magneética
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da segunda camada magnética.

Preferivelmente, os meios de ligacso tem contacto com o
9

nucleo magnético na via.

De acordo com outro aspecto do presente invento, propor-
ciona-se um processo para a formagdo de uma cabec¢a magnética
de leitura/escrita de pelicula delgada que tem um micleo magné
tico de pelicula delgada e um substrato, caracterizado por com
preender: o depdsito de um perno condutor sobre o substrato; e
a formacao do nucleo sobre o perno condutor, pelo que o perno
condutor fica intercalado entre o substrato e o nicleo e esta
em contacto eléctrico com o substrato e o micleo.

O invento esta representado, apenas por meio de exemplo,
nos desenhos anexos, nos quais:

A figura 1 € uma vista em corte transversal de uma porgao
de uma cavega magnética de leitura/escrita de pelicula delgada

de acordo com o presente invento; e

As figuras 2 a 9 representam passos da formacgso da cabeca
de leitura/escrita da figura 1.

A figura 1 representa uma cabega magnética de leitura/es-
crita de pelicula delgada 10 de acordo com o presente invento.
A cabega 10 incluil uma base ou substrato "voador" 12 e pecas de
polo ou nicleo 14, O substrato 12 pode ser de material electri
camente condutor tal como por exemplo, material ALSIMNAG (marca
registada). Em geral, o nicleo 14 é formado com a utilizacgao
de camadas de pelicula delgada de material magnético, por exem
plo uma liga de ferro, p.e. Permalloy (marca registada). O nu-
cleo 14 tem uma porg¢3o superior dianteira 16 e uma porgao infe
rior dianteira 18. As porgdes 16, 18 formam uma ponta de polo
superior 20 e uma ponta de polo inferior 22, entre as gquais se
forma um entreferro 24. O nicleo 14 inclui tamtém uma porgao
superior traseira 26 e uma porcgado inferior traseira 26. is por
¢bes 16, 18 e as porgdes 26, 28 do nucleo 14 encontram-se ruma

zona central ou via 30.



69 909
"¥P/9120601 YES™"

A catega 10 da figura 1 utiliza dcis enrolamentos de nucleo
formados pelos condutcres 32, 34. Os condutores 32, 34 tém a for
ma de uma bobina em volta da via 30, estardo uma porc3io interca-
lada entre as porgdes 16, 18 do nucleo 14 e uma porgsio interca-
lada entre as porcdes 26, 28 do nucleo 14. O nicleo 14 esti se-
parado do substrato 12 por uma camada de revestimento de base
36. A camada de revestimento de base 36 é um isolador eléctrico,
por exemplo alumina (415,0;). A zona entre as porgves 16, 18 e
entre as porgdes 26, 28 é preenchida com um material electrica-
mente isolador 38. Em geral, o material isolador 38 é um nateri
al foto-resistente. O entreferro 24 entre as pontas de polo 20,

22 é preenchido com alumina.

Na figura 1 também estd represerntado um perno electricamen
te condutor 40, que se prolonga através da camada de revestimen
to de base 36 entre o substrato 12 e a via 30 do nucleo 14. O
perno 40 esta em contacto eléctrico com o nidcleo 14 através da
via 30 e do substrato 12. Atraves do perno 40, forma-se um cir-
cuito entre o nucleo 14 e o substrato 12.

Durante o fabrico, uma pluralidade de cabedas andlogas a
cabega 10 podem ser depositadas através de toda a superficie do
substrato 12. Depois das camadas das cabegas 10 estarem deposi-
tadas conforme representado na figura 1, o substrato 12 é corta
do na forma de "cubos" ou fatias para as cabegas individuais,
cada uma suportada por uma porgao do substrato 12, de maneira
gque as pontas de polo 20, 22 e o entreferro 24 seiam expostos.

O entreferro 24 e as pontas de polo 20, 22 de cada cabecga podem
ser desbastados ruma direcgd@o geralmente de fora para dentro,

em direcgsio ao centro da catega 10, para as dimensdes desejadas.
O processo de desbaste é um processo de esmerilagem no qual a
porgso exposta do entreferro 24 é aplicada a uma pasta de diaman
te. Aos condutorres 32, 34 aplicam-se contactos eléctricos (nao
representados). A cavega completa pode ser depois fixada a um
tipo de instalacao (n3o representada) para utilizag3o na leitu
ra e escrita de dados num meio de armazenamento magnético, por

exemplo um disco de armazeramento de dados.
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En funcionamento, coloca-se um meio de armazenamento magné
tico (nZo representado) perto das pontas de polo 20, 22 que for
mam o entreferrc 24. Durante a operac3o de leitura, o campo mag
nético variavel devido ao meio de armazenamento em deslocagio
cria um campo magnético sotre as pontas de polo., £ste campo cri
ado é deslocado em volta dos condutores 32, 34 através da por-
¢3o 16, a via 30 e a porgio 18 do nucleo 14, lsto dd origem a
uma corrente eléctrica induzida nos conduteores 32, 34, Esta cor
rente eléctrica é representativa do campo magnético produzido
pelo meio de armazenamento magnético em movimento. Durante uma
operagdo de escrita, provoca-se a passagem de corrente eléctri
ca no condutor 32 ou no condutor 34. Isto da origem a um campo
magnético no nucleo 14 que é aplicado ao meio de armazenamento
devido ao efeito de franja no entreferro 24 formado entre as pon
tas de polo 20, 22.

As dimensdes da cabega 10 sZo muitissimo pequenas. Com es-
tas pequenas dimens®es e a grande velocidade conm a qual a cabe-
ca lé e escreve dados, a capacitancia parasita pode ter um efei
to significativo na degradagso do rendimento da cabeca. Especi-
ficamente, a capacitancia devida a separagdo entre o nucleo 14
e a estrutura circundarte, como o substrato 12, pode degradar o
rendimento da cabega. Por outro lado, o material do nucleo 14
da cabega 10 pode actuar como conduta para a entrada de ruido
nos condutores 32, 34, O ambiente circundante no qual a cabega
10 funciona esta geralmente cheio de muitas fontes de rulido, in
cluindo motores passo a passo, motores de accionamento de dis-
cos e equipamento electrico de alta frequéncia. Durante a opera
¢ado de leitura, estas fontes de ruido podem interferir com os
sinais de informacao deslocados na forma de correntes eléctricas
nos condutores 32, 34, ocultando a informagso que estd a ser 1i
da a partir do meio de armazenamento.

Istes problemas sZo diminuidos, no entanto, pelo perno 40
que forma um circuito eléctrico entre o nucieo 14 e o suobstrato
12 através da camada de revestimento de base 33. O perno 40 cur

to-circuita electiricamente a capacitancia parasita formada em
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conseguéncia da separacgio entre o nucleo 14 e o substrato 12.

Os passos utilizados no fabrico da cabega 10 da figura 1
estao representados nas figuras 2 a 9. Conforme esta represen
tado na figura 2, pode observar-se o substrato 12. O substrato
12 é.tipicamente,relativamente grande em relacio as dimensdes
da cabega magnética de leitura/escrita de pelicula delgada a
formar no substrato e designada por "pastilha". Durante o proces
so de fabrico, s3o fabricadas geralmente muitas categas de peli
cula delgada andlogas a cabega 10, num Unico sutstrato 12. Ko
entanto, nos desenhos apenas se representou o fabrico de uma uni

ca cabecga magnética de pelicula delgada 10.

Na figura 3, o substrato 12 esta representado depois do de
posito do perno electricamente condutor 40. O perno 40 pode ser
depositado scbre o substrato 12 utilizando mdscaras fotolitogrd
ficas. Utilizando méscaras fotolitograficas, o material foto-re
sistente ¢ aplicado através do substrato 12, excepto na zona em
que o perno 40 vai ser formado. Nesta zona, o material foto-re-
sistente estda na forma de uma imagen invertida, ou molde,do
perno 40. O material utilizado para formar o perno 40 é depois
depositado neste molde de material foto-resisterte. O material
foto-resistente é depois removido gquimicamente, deixando apenas
a estrutura representada na figura 3. Aplicando esta técnica, o
perno 40 tem geralmente forma cilindrica e estd em contacto eléc
trico com o substrato de base 12. O cobre € um material apropria
do para o perno 40, embora também se possam utilizar outros ma-

teriais electricamente condutores.

A seguir ao depdsito do perno 40 sobtre o substrato 12, de-
posita-se a camada de revestimento de base 36 através de todo
0 substrato 12 conforme estd representado na figura 4. A camada
de revestimento de base 36 é feita de um material electricamen—
te n3o condutor, por exemplo alumira, e pode ser aplicado com o
emprego de técnicas de dispersio. Isto da origem a um aumento
da camada de revestimento de base 33 devido ao perno 40 represen
tado na figura 4. Este aumento pode ser eliminado por desbaste

da face da camada de revestimento de base 35, Depois do desbas-
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te da camada de revestimento de tase 36, a vista enm corte trans-

versal assemelha-se a representada na figura 5.

C processo de desbaste retira uma porgZo da camada de reves
timerto de base 35 até a face do perrno 40 estar exposta., Geral-
mente, utiliza-se uma pasta de diamante no processo de desbaste.
O desbaste pode ser feito durante um periodo de tempo fixado pa-
ra se estar seguro de gue se retira a camada suficiente de reves
timento de base 36 do perno 40 para o expor. Como variante, a
camada de revestimento de base 36 pode ser inspeccionada visual-
mente para determinar se a face do perno 40 esta exposta. Um
terceirc processo parz determirar se se retirou camada de reves-—
timento de base 36 suficiente para expor o perno 40 consiste em
detectar a resisténcia entre o substrato 12 e a pasta de diaman-
te utilizada no processo de desbaste. Quando a face do perno 40
fica exposta a pasta de diamante, a resisténcia medida entre o
substrato 12 e a pasta de diamante diminui significativamente.
Em geral, durante o processo de desbaste, pode retirar-se uma pe
quena porgzo do perno 40 juntamente com a camada de revestimento
de base 36. Isto n2o prejudica a cabeca completa representada

na figura 1.

Depois de a camada de revestimento de base 36 ter sido des
bastada na medida representada na figura 5, e a face do perno
40 exposta, aplica-se uma camada delgada 50 de material magné-
tico, por exemplo Permalloy (marca registada) através da super-
ficie. Esta camada 50 forma as porgdBes 18, 28 do nucleo 14, as-
sim como a ponta de polo 22 e a parte da via 30.

Im seguida, aplicando técricas fotolitogréficas, deposita-
~-se a camada isoladora 38 sobre a camada 50 da forma representa
da na figura 7. Deposita-se a alumina no entreferro 24, Deposi-
tam-se os condutores 24 sobre a camada isoladora 38 e sZo confor

mados numa bobina.

fla figura 8, a camada isoladora 38 foi formada ligeiramen-
te com aplicacao de técnicas de ocultaciio fotolitogrdfica e gra-
vura a agua-forte. Os condutores 32 szo depositados analogamente
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aos condutores 34 com a forma de uma bobina.

Ma figura 9, a camada isoladora 38 foi formada e cobre os
cordutores 32, 34, cm seguida, deposita-se uma outra camada
(n3o representada) de material magnético sobre a estrutura re-
presentada na figura 9 para formar as porgdes 16, 26 e a ponta
do polo 20 e uma parte da via 30 conforme estéd representado na

figura 1.

O nicleo 14 estda em contacto eléctrico com o substrato 12
através do perno 40 na camada de revestimento de tase 36. A ca
pacitincia parasita devida a separaciio entre o nicleo 14 e o
substrato 12 é ercurtado pelo perno 40, que esta ligado electri
camente em paralelo com esta capacitancia parasita. Além disso,
o perno 40 liga electricamente a terra o nicleo 14, o que ¢é uma
vantagen porque a cabeca 10 € depois menos sensivel a sinais de
ruido presentes no seu ambiente de operaczio. O perno 40 pode es
tar intercalado entre o nucleo 14 e o substrato 12 em posigdes
que nzo as representadas, mas € preferivel uma localizacgslo pré-

Xima da via 30.
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12, - Cabega magretica de leitura/escrita de pelicula del
gada (10) que compreende: um substrato {12); um micleo magnéti
co de pelicula delgada (14) suportado pelo substrato que inclui
um entreferro de leitura/escrita (24) para ler e escrever infor
magZo; meios separadores (35) para separarem o substrato (12)

e o nicleo magnético (14); e uma bobina (32, 34) que estd no
interior do nucleo magnético e se prolonga através deste; carac
terizado por compreender meios de ligagsio (40) para ligar elec-

tricamente o sutstrato (12) ao nicleo magnético (14).

28, - Cabeca magnética de leitura/escrita de pelicula del-
gada de acordo com a reivindicag3o 1, caracterizada por o meio
separador compreender uma camada separadora (33) intercalada

entre o substrato (12) e o nicleo magrético {14).

32, - Cabega magnética de leitura/escrita de pelicula del-
gada de acordo com as reivindicagdes 1 ou 2, caracterizada por
o meio de ligagado compreender um perno electricamente condutor
(40) por exemplo, de metal.

43, - Cabega magnética de leitura/escrita de pelicula del-
gada de acordo com a reivindicagdo 2 ou com a reivindicacao 3,
quando dependente da 2 , caracterizada por o substrato (12), o
micleo magnético (14) e o meio de ligacao (40) terem maior con-

dutividade eléctrica do que a camada separadora (38).

52, - Cabega magnética de leitura/escrita de pelicula del-
gada de acordo com a reivindicagao 2,ou 3oud, quando dependen-
tes da 2, caracterizada por o nicleo magnético (14) compreen-
der uma primeira camada magnética (50) depositada soure a cama-
da separadora (33), e uma segunda camada magnética, tendo a pri
meira e a segunda camadas magnéticas uma primeira regido na
qual a primeira e a segfunda camadas magnéticas siao electricamen
te ligadas numa via (3Q), en cuja segunda regiZfio a prinmeira e
sesunda camadas magnéticas est2o separadas e na Quizl & btotina
(32, 34) estd colocada, e uma terceira regido na qual 2 primei
ra e segunda camadas magneticas estao separadas e formam o en-
treferro (24),
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62. - Cabega magnética de leitura/escrita de pelicula del-
¢ada de acordo com a reivindicacgdo 5, caracterizada por a segun
da regizo ser preenchida com meio isoladores (38) para isolarem
electricamente a primeira camada magnética da segunda camada
magnética,

72, - Cabeca magnética de leitura/escrita de pelicula del-
gada de acordo com as reivirdicag¢des S5 ou 6, caracterizada por
os meios de lifacao (40) contactarem o nidcleo magnético (14)

na via (20).

82, - Processo de formagsio de uma cabeca magnética de lei-
tura/escrita de pelicula delgada (10) que tem um nicleo magné-
tico (14) de pelicula delgada e um substrato (12), caracteriza-
do por compreender: o deposito de um perno condutar (40) sobre
o substrato (12); e a formagdo do nucleo (14) sokre o perno con
dutor (40), pelo que o referido perno condvtor fica intercalado
entre o substrato e o nicleo e esta em contacto eléctrico com

o substrato e o nucleo.

Lisboa, 20 1 10}

Por TAGNETIC TERIPHERALS INC,
- 0 AGEZXNTE OFICIAL -
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